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Figure 1

: DISPOSITIF DE LAVAGE D'UN PLAN DE CUISSON

(57) Abstract : The invention relates to a
device for washing a cooking surface with
a washing liquid, said device comprising
at least one cover which closes the wa-
shing device in a tight manner, means for
supplying the washing liquid, means for
spraying the washing liquid, which are
connected to the supply means, and
means for removing the sprayed liquid.
The device can be an standalone ap-
pliance or it can be built into a dishwa-
sher and/or comprise an extractor fan.

(57) Abrégé : La présente invention
concerne un dispositit' de lavage d'un plan
de cuisson avec un liquide de lavage, ledit
dispositit’ comprenant au moins un cou-
vercle qui ferme de maniére étanche le
dispositif de lavage, des moyens d'alimen-
tation en liquide de lavage, des moyens de
pulvérisation du liquide de lavage qui
sont connectées aux moyens d'alimenta-
tion, des moyens d'évacuation du liquide
pulvérisé. Le dispositif peut étre un appa-
reil autonome ou il peut étre intégré a un
lave-vaisselle et / ou comprendre une
hotte aspirante.
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DISPOSITIF DE LAVAGE D’UN PLAN DE CUISSON

DEMANDE CORRESPONDANTE

La présente demande revendique la priorité de la demande antérieure suisse N° CH
01081/15 déposée le 24 juillet 2015 au nom de MM. Simone et Daniele Russo, le contenu
de cette demande antérieure étant incorporé par référence en son entier dans la présente

demande.

DOMAINE DE L'INVENTION ET ETAT DE LA TECHNIQUE

L'invention se situe dans le domaine du nettoyage d’appareils électroménagers. Elle se

rapporte plus particulierement & un dispositif de lavage d’un plan de cuisson.

Depuis plusieurs décennies, des machines a laver le linge ou la vaisselle existent et sont
couramment utilisées dans la vie quotidienne. Cependant, un appareil ménager tel qu’un
plan de cuisson est encore nettoyé manuellement par l'utilisateur & 'aide d’'une éponge et
d’'un grattoir. Ce nettoyage est penible et prend un certain temps et il existe donc un besoin

de rendre cette tAche ménagére moins contraignante et plus facile a exécuter.

PRINCIPE DE L'INVENTION

L'objet de la présente invention est de proposer un systéme de nettoyage d'un plan de
cuisson qui soit efficace, simple et de préférence automatique une fois que [utilisateur a

terminé de cuisiner.

L'invention concerne un dispositif de lavage d’un plan de cuisson avec un liquide de lavage,
ledit dispositif comprenant au moins un couvercle qui ferme de maniére étanche le dispositif
de lavage, des moyens d’alimentation en liquide de lavage, des moyens de pulvérisation
du liquide de lavage qui sont connectées aux moyens d’alimentation et des moyens

d’évacuation du liquide pulvérise.

Dans un mode d'exécution, les moyens de pulvérisation se situent aux bords et/ou dans

une zone centrale du plan de cuisson.

Dans un mode d'exécution, des moyens de pulvérisation sont disposés dans le couvercle.
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Dans un mode d'exécution, les moyens de pulvérisation comprennent des buses rotatives

ou fixes.
Dans un mode d'exécution, les moyens de pulvérisation sont rétractables.

Dans un mode d'exécution, une rigole est disposée le long du bord extérieur du plan de

cuisson.

Dans un mode d'exécution, le dispositif selon la présente invention comprend des
ouvertures de drainage.
De preférence, les ouvertures de drainage sont disposées autour des moyens de

pulvérisation.

Dans un mode d'exécution, le plan de cuisson comprend des zones de cuisson a induction

ou électrique ou vitrocéramique ou encore a gaz.

Dans un mode d’exécution, le plan de cuisson comprend une combinaison de plusieurs
types de zones de cuisson, par exemple, une combinaison de zones de cuisson a gaz et

electriques ou autres.

Dans un mode d'exécution, le dispositif selon la présente invention comprend des moyens
de fermeture des canalisations de gaz si le type de cuisson utilise le gaz. Ces moyens de

fermeture sont par exemple des électrovannes.

Dans un mode d'exécution, le dispositif selon la présente invention comprend des moyens
de contrble du niveau d'eau. Ces moyens de contrdle sont par exemple un pressostat ou

d'autres moyens permettant d'arréter I'alimentation en eau dans le systéme.

Dans un mode d'exécution, le dispositif selon la présente invention comprend des moyens
de filtration du liquide de lavage en entrée. Ces moyens de filtration sont par exemple un

filtre a particules.

Dans un mode d'exécution, te dispositif selon la présente invention comprend des moyens
de chauffage du liquide de lavage en entrée. Les moyens de chauffage sont par exemple

une résistance électrique.
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Dans un mode d'exécution, le dispositif selon la présente invention comprend des moyens
de séchage du plan de cuisson. Ces moyens de séchage sont par exemple un ventilateur,

un condensateur de vapeur d’eau, ou un générateur d'air chaud soufflé dans le systéme.

Dans un mode d'exécution, le dispositif selon la présente invention comprend des moyens
de mise en pression du dispositif fermé par le couvercle et/ou d’aspiration du liquide
pulvérisé comme par exemple des pompes d'alimentation (entrée) et/ou de décharge

(sortie).

Dans un mode d’exécution, le dispositif comprend des moyens de programmation tels qu'un
programmateur. |l sert & définir manuellement ou automatiquement le programme qui sera
appliqué durant le cycle de nettoyage (température du liquide pulvérisé, durée du cycle,
quantité de produit de lavage utilisé etc).

Dans un mode d'exécution, le couvercle comprend une hotte aspirante.

L'invention concerne également un systéme comprenant un dispositif de lavage tel que
défini dans la présente description et une machine & laver la vaisselle en combinaison.
Cette configuration permet la mise en commun de certains éléments, comme l'alimentation

en eau, en produit de nettoyage et I'évacuation de I'eau utilisée.

L'invention concerne également un systéme comprenant un dispositif de lavage tel que

defini dans la présente description et une hotte aspirante.

DESCRIPTION DETAILLEE DE L'INVENTION

Les caractéristiques et éléments de la présente invention seront mieux compris en se

référant aux dessins montrant des modes de réalisation illustratifs de I'invention:

La figure 1 illustre une vue de dessus d’un dispositif de lavage selon la présente invention

avec un plan de cuisson a gaz;

La figure 2 illustre une vue de face d'un dispositif de lavage selon la présente invention

avec un plan de cuisson a gaz;
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La figure 3 illustre une premiére vue de dessous en perspective d'un dispositif de lavage

selon la présente invention avec un plan de cuisson a gaz;

La figure 4 illustre une seconde vue de dessous en perspective d’'un dispositif de lavage

selon la présente invention avec un plan de cuisson a gaz;
La figure 5 illustre une buse en position active de pulvérisation;
La figure 6 illustre une buse en position fermée/rétractée;

La figure 7 illustre un dispositif de lavage selon la présente invention appliqué a un plan de

cuisson a induction.

Un premier mode d'exécution de la présente invention est montré dans les figures 1 a 4.
Selon les figures 1 et 2, le dispositif de lavage 1 d’'un plan de cuisson 2 comprend un
couvercle 3. Le plan de cuisson 2 est un plan de cuisson a gaz comprenant des zones de
cuisson a gaz telles que des brileurs 4. Bien entendu, d'autres plans de cuisson sont
possibles dans le cadre de la présente invention (électrique, induction, vitrocéramique ou
en combinaison etc.). Un réservoir 5 contient le produit de lavage. Ce réservoir 5 est par
exemple un tiroir a compartiments qui se situe sous le plan de cuisson 2. Dans une variante,
le réservoir se trouve par exemple caché sous le plan de cuisson et comprend une
ouverture d'alimentation accessible a ['utilisateur. Le réservoir peut ne contenir que la
quantité de produit de lavage nécessaire pour un cycle de lavage (comme pour une
machine a laver la vaisselle) ou il peut contenir une quantité suffisante pour plusieurs cycles
de lavage. Dans un tel cas, il est utile de prévoir un indicateur (par exemple un affichage)

pour que l'utilisateur soit informé de la nécessité de rajouter du produit de lavage.

Le produit de lavage utilisé est de préférence un produit détergent peu moussant. Il peut
étre similaire au produit de lavage utilisé dans un lave-vaisselle. Pour des cycles de lavage
particuliers, on peut utiliser des produits de lavage dédiés audit cycle de lavage particulier.

Cela peut aussi dépendre de I'état du plan de travail (trés sale ou non).

Des buses rotatives 6, 6', 7 se trouvent sur les bords du plan de cuisson 2 et dans le
couvercle 3. De préférence, on prévoit au moins des buses rotative 6 dans chaque coin du
plan de cuisson 2 (s'il a une forme carrée ou rectangulaire), mais on peut utiliser plus de

buses si nécessaire comme illustré dans la figure 1 (deux buses 6' en plus des quatre buses
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6). Le choix du nombre peut dépendre du type de plan de cuisson (par exemple moins de

buses peuvent étre nécessaires pour un plan de cuisson de type vitroceram ou induction).

Les reférences 10 et 11 indiquent respectivement le tuyau d'alimentation en liquide (par

exemple de 'eau) dans le réservoir 5 et le tuyau d'évacuation du liquide de lavage utilisé.

Les figures 3 et 4 illustrent le dessous du dispositif de lavage selon linvention. Une pompe
d’aspiration 12 aspire le liquide de lavage du réservoir 5 et le propulse dans un répartiteur
13 qui distribue le liquide de lavage dans chaque buse 6, 6', 7 a travers des tuyaux
d'alimentation 14. Des filtres 15, 16 se trouvent respectivement en entrée et en sortie du
dispositif 1. Le filtre 15 n'est pas forcément en entrée du dispositif, mais il est utilisé pour
filtrer 'eau qui est remise en circulation aprés un premier cycle de nettoyage. Une pompe

d’évacuation 17 du liquide pulvérisé et des résidus se trouvent a la sortie du dispositif 1.

Les figures 5 et 6 illustrent le fonctionnement de [a buse rotative rétractable 6. Dans la figure
5, la buse rotative 6/6' est en position active. Lorsque le liquide de lavage propulsé par la
pompe 12 arrive au niveau de la buse, la buse 6 émerge du plan de cuisson 2 a travers une
ouverture 18 prévue a cet effet. Ce mouvement de la buse est commandée électriquement

ou par pression du liquide entrant par exemple, en faisant appel a des moyens ressort.

Dans la figure 6, la buse rotative est en position fermée (ou rétractée). Lorsque le cycle de
lavage est terminé et que le liquide pulvérisé doit étre évacué, la buse 6 se rétracte et entre
dans le tuyau d’entrée du liquide 14 par l'ouverture 18. Le liquide se trouvant sur le plan de
cuisson coule dans la rigole 19 localisée tout le long du bord du plan de cuisson et est
évacué par les ouvertures de drainage 18. Ces ouvertures de drainage 18 se trouvent étre
les ouvertures a travers lesquelles les buses 6 émergent du plan de cuisson 2. Un espace
creux 20 situé a l'intérieur du dispositif 1 sous le plan de cuisson permet au liquide d'étre

évacué et conduit vers le tuyau 11 et la pompe 17 de sortie.

La figure 7 illustre un dispositif de lavage avec un plan de cuisson a vitrocéramique et les
élements identiques sont identifiés au moyen des mémes références numériques, la

description ci-dessus sur le fonctionnement s'appliquant de fagon équivalente.

Le procede de lavage d’'un plan de cuisson mettant en ceuvre le dispositif selon présente
invention peut comprendre les étapes suivantes:

a) fermeture du couvercle de maniére étanche,
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b) fermeture des canalisations de gaz dans le cas ou la plaque de cuisson est un
plan de cuisson a gaz,
c) aspiration de I'eau et propulsion du liquide de lavage (eau mélangé avec le produit
détergent et pour faire briller)
d) pulvérisation du liquide de lavage,
e) évacuation du liquide pulvérisé.
Ce procédé de lavage peut également comprendre les étapes suivantes :
f) ringage du plan de cuisson,

g) seéchage du plan de cuisson.
Le principe de fonctionnement du dispositif de lavage selon l'invention est le suivant:

Apres I'utilisation du plan de cuisson 2, le couvercle 3 est fermé hermétiquement jusqu’au

déclic de fermeture des ressorts (certifié par un ou plusieurs capteurs par exemple).

Le produit détergent peu moussant (adapté au lave-vaisselle) est introduit dans le réservoir
5 prévu a cet effet situé sous le plan de cuisson 2. Avec un sélecteur (un régulateur
électronique gére complétement la machine), le programme de lavage le plus approprié a
la quantité de saleté est choisi et une commande est donnée, par exemple un bouton

d’allumage du dispositif de lavage est enclenché.

Lorsque le couvercle est fermé et que le dispositif de lavage du plan de cuisson est en
marche, dans le cas ou le plan de cuisson est un plan de cuisson a gaz, les canalisations
de gaz se ferment automatiquement par l'intermédiaire d’électrovannes placées dans la
partie supérieure de chaque zone de cuisson (brlleurs 4). Ensuite, I'eau pénétre dans le
réservoir 5 a travers un tuyau (flexible) 10 et un filtre 15 dissimulé a l'intérieur du connecteur
d'entrée.

Un détecteur de présence d’eau ou pressostat en entrée gére la quantité d’eau admise
dans le dispositif de lavage. C'est un interrupteur qui fonctionne avec une électrovanne de
securité. Cette derniére autorise I'arrivée d'eau dans le dispositif de lavage. Lorsque I'eau
a atteint un niveau suffisant au lavage du plan de cuisson, I'électrovanne arréte d’alimenter

en eau.

Un systéme de filtre 15 se trouvant aprés l'entrée permet d’éliminer le calcaire de I'eau en

entree. Ce systéme de filtre peut étre un adoucisseur tel qu’une résine échangeuse d'ions.
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Des moyens de chauffage tels qu’une résistance chauffe I'eau a I'entrée dans le réservoir

a deux températures élevées grace a des thermostats: T1, T2 peut étre prévus.

Le dispositif utilise un moteur bidirectionnel ou deux pompes 12, 17 séparées pour la

charge/alimentation en eau et la vidange de I'eau utilisée.

Dans la premiére phase, aprés un éventuel pré-lavage (chaud ou froid avec un produit
détergent, selon le programme choisi), des moyens d’alimentation en liquide de lavage telle
quune pompe de lavage 12 aspirent I'eau (a travers le filtre) et la propulse jusqu’aux
moyens de pulvérisation tels que des buses rotatives 6, 6'. Ces moyens de pulvérisation
émergent du plan de cuisson 2 électriquement ou par pression de I'eau (et en faisant appel
par exemple a des moyens ressort) et aspergent de liquide de lavage (produit détergent et
eau) trés chaud I'ensemble du plan de cuisson 2 selon un cycle dont la durée est calculée
pour assurer une désincrustation des restes alimentaires quelle qu'en soit la nature
(graisses brllées, sucres caramélisés, résidus divers). La température de Feau peut

atteindre les 75°C par exemple.

Dans la partie interne du couvercle pourraient étre ajoutées d’autres buses avec un jet a
lame ou une pale rotative avec des buses a haute pression. De 14, I'eau retombe dans le
fond (& travers des trous de drainage 18 disposés autour des buses 6, dans lesquelles I'eau
est conduite grace a l'inclinaison de la plaque de cuisson ou des rigoles 19). Ensuite 'eau
est de nouveau filtrée (filtre 16) et aspirée par la pompe de sortie 17. Ce cycle se poursuit
tout au long du lavage, jusqu'a ce que l'eau sale soit vidée, et la plaque de cuisson est
rincee avec de l'eau propre (le ringage peut aussi se produire avec un circuit séparé ne
passant pas par le réservoir 5). Le dernier ringage est effectué a plus de 70°, de sorte que
l'eau s’évapore toute seule. Enfin, de I'air chaud a haute pression peut aussi étre introduit
afin de secher 'humidité résiduelle et de rétablir le bon fonctionnement des zones de

cuisson a gaz.

Sous le plan de cuisson 2 se trouvent différents filtres amovibles 15, 16 pour le nettoyage
de l'eau de recirculation. Dans le fond du dispositif de lavage, a coté du réservoir 5 prévu
pour le produit détergent, se situent des cuves pour le produit de brillantage et pour le
chargement du sel qui est utilisé a la fin du programme de lavage pour régénérer la
fonctionnalité des résines. Typiquement, ces cuves sont similaire & celles que I'on trouve
dans des machines a laver le linge ou la vaiselle qui comprennent des compartiments

sépares pour les produits utilisés.
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Pour remplacer ou ajouter des buses rotatives de pulvérisation, une pale tournante peut
étre installée (éventuellement amovible sur le couvercle) contenant des buses fixes

normales.

Le dispositif de lavage selon la présente invention peut étre couplé a tous les types et a
toutes les dimensions de plans de cuisson a gaz, électriques, a induction, vitrocéramiques

ou a d'autres procédés de cuisson de la nourriture.

Pour économiser de l'espace dans la cuisine et les colts d'un double moteur, on peut
placer sous le dispositif de lavage selon la présente invention un lave-vaisselle qui utilise
le méme moteur que le dispositif de lavage. On obtient dés lors en combinaison un systéme
de lavage de la vaiselle et du plan de cuisson. Alternativement, ces deux systémes peuvent
étre séparés mais avec des moyens d'alimentation communs (eau, produit de lavage ou

ringage, filtres etc.).

Par ailleurs, le dispositif de lavage peut également étre combiné a une hotte aspirante. Le
couvercle du dispositif de lavage peut faire partie intégrante de la hotte aspirante. Cela

permet ainsi de dissimuler le couvercle.

Les modes d'execution décrits dans la présente demande sont donnés a titre d'exemples
illustratifs et ne doivent pas étre considérés comme limitatifs. Des variations sont possibles
dans le cadre de la protection revendiquée, notamment en faisant appel a des moyens

equivalents.

La forme du plan de cuisson peut étre carrée ou rectangulaire comme illustré (formes
courantes) ou avoir une autre forme. Le nombre et la disposition des buses 6, 6' peut

dependre de la surface du plan, de sa forme et du type de plan (gaz, électricité etc).

Les piéces du dispositif selon l'invention peuvent étre en toutes matiéres appropriées, par

exemple plastique (synthétique) ou métal.

Les moyens de fixations peuvent étre ceux décrits ou des moyens équivalents qui sont

adaptés au récipient utilisé.
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REVENDICATIONS

10.

Dispositif de lavage (1) d’'un plan de cuisson (2) avec un liquide de lavage, ledit
dispositif comprenant au moins un couvercle (3) qui ferme de maniére étanche le
dispositif de lavage, des moyens d’alimentation en liquide de lavage (10,12,13,14),
des moyens de pulvérisation du liquide de lavage (6, 8', 7) qui sont connectées aux

moyens d’alimentation, des moyens d’évacuation (11, 17) du liquide pulvérisé.

Dispositif selon la revendication 1, dans lequel les moyens de pulvérisation (6,6') se

situent aux bords et/ou dans une zone centrale du plan de cuisson (2).

Dispositif selon l'une des revendications précédentes, dans lequel des moyens de

pulverisation (7) sont disposés dans le couvercle (3).

Dispositif selon I'une des revendications précédentes, dans lequel les moyens de

pulvérisation comprennent des buses rotatives ou fixes (6,6',7).

Dispositif selon I'une des revendications précédentes, dans lequel les moyens de

pulvérisation sont rétractables.

Dispositif selon l'une des revendications précédentes, ledit dispositif comprenant une

rigole (19) disposée le long du bord extérieur du plan de cuisson (2).

Dispositif selon 'une des revendications précédentes, ledit dispositif comprenant des

ouvertures de drainage (18) de la rigole.

Dispositif selon la revendication 7, dans lequel les ouvertures de drainage (18) sont

disposées autour des moyens de pulvérisation (6).

Dispositif selon I'une des revendications précédentes, dans lequel le plan de cuisson

comprend des zones de cuisson a induction ou électrique ou vitrocéramique.

Dispositif selon I'une des revendications précédentes, dans lequel le plan de cuisson

comprend des zones de cuisson a gaz (4).
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11.

12

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Dispositif selon la revendication 10, ledit dispositif comprenant des moyens de

fermeture des canalisations de gaz.

Dispositif selon I'une des revendications précédentes, ledit dispositif comprenant des

moyens de contréle du niveau d’eau.

Dispositif selon I'une des revendications précédentes, ledit dispositif comprenant des

moyens de filtration (15) du liquide de lavage en entrée.

Dispositif selon 'une des revendications précédentes, ledit dispositif comprenant des

moyens de chauffage du liquide de lavage en entrée.

Dispositif selon 'une des revendications précédentes, ledit dispositif comprenant des

moyens de séchage du plan de cuisson.
Dispositif selon 'une des revendications précédentes, ledit dispositif comprenant des
moyens de mise en pression (12) du dispositif fermé par le couvercle et/ou

d’aspiration du liquide pulvérisé (17).

Dispositif selon l'une des revendications précédentes, dans lequel le couvercle

comprend une hotte aspirante.

Systéme comprenant un dispositif de lavage selon 'une des revendications 1 a8 17 et

une machine a laver la vaisselle.

Systéme comprenant un dispositif de lavage selon 'une des revendications 14 18 et

une hotte aspirante.
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